
レーザー光脱離法を用いた負イオン量を最大にするオペレーションの実験的探索

Experimental search for an operation that maximizes the amount of negative ions 

using laser photodetachment 
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 現在、3 次元微細加工技術が進展しており、微細

化の要求はナノメートルオーダーになってきている。

半導体プロセスには一般的にダイレクトプラズマ方

式が用いられている。このプロセス中では高エネル

ギーイオンの制御が困難であり、これにより基板表

面がダメージを受ける。そこで反応性負イオンのみ

をプラズマから引き出し、反応性負イオンのみを基

板に照射する小型負イオンビーム照射装置の開発を

行っている。本発表ではその装置での負イオン量を

レーザー光脱離法により計測し、負イオン量を最大

にするオペレーションを実験により探索した結果を

報告する。 

 実験は Fig.1 の装置で行う。プラズマはマイクロ

波を利用した無電極のプラズマ生成法により生成さ

れている。また、負イオンの生成は解離性電子付着

を利用した体積生成過程のみを用いている。磁気フ

ィルターにより横磁場を印加することで体積生成過

程に必要な二温度領域を実現している。負イオン量

の計測は磁気フィルター下流部に挿入されているシ

ングルプローブによって行われる。この位置にλ

=445 nm のレーザーを入射することで光脱離が生じ、

負イオン生成量を見積もる。レーザーはレーザーダ

イオードの光を非球面レンズによって集光し、X-Y

の 2 軸が可動なステージで軸合わせを行う。 

 ソース部に印加される磁場の有無やガス投入量な

どを変化させ、それに対する負イオン量の依存性に

ついて報告する。 

 

Fig1.Device used 

 

Fig2. Setup for laser photodetachment 
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